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Abstract (en)
[origin: US4685063A] A process and device for compensation of the effect of roll eccentricities upon thickness regulation of material being rolled in a
roll stand (1), wherein eccentricity oscillations are simulated by a model (6) based on measured values of roll adjustment position (s), roll force (FW)
and mean support roll speed (n), together with spring constants (CG, CM) for the roll stand and the material. An output signal ( DELTA R) of the
model (6) is used to modify the thickness value (ha+ DELTA R) used for regulation, so as to compensate for the effect of roll eccentricity. The model
may be implemented by a device (RECO) comprising pairs of oscillators (7), the phase and amplitude relationships of which are adjusted according
to the observer principle.

Abstract (de)
Mit den Meßwerten der Walzenanstellposition, der Walzkraft und der mittleren Stützwalzendrehzahl wird ein der Walzenexzentrizität in Frequenz,
Phasenlage und Amplitude proportionales Signal (ΔR) modellmäßig nachgebildet, mit welchem der Einfluß der Walzenexzentrizität auf den zur
Regelung verwendeten Istwert kompensiert wird. Zur Nachbildungen werden frequenznachgestellte Oszillatoren verwendet, deren Phasen und
Amplitudennachbildung nach dem Beobachterprinzip erfolgt.
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